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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 195

ul. Bohateréw Westerplatte 1H, 77-400 Ztotéw

Laboratorium Wzorcujace

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Dlugosé
Czujniki analogowe o wartosci dziatki s Procedura wewnetrzna

elementarnej

-0,01 mm O0mm do 50 mm 1,0 ym
Omm do 100 mm 1,2 pm

-0,001 mm Ommdo 5mm 0,74 pm

Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o

wartosci dziatki elementarnej

-0,01 mm -1.6 mm do 1,6 mm 1,0 ym

-0,002 mm -0,6 mm do 0,6 mm 0,74 pm

-0,001 mm -0,14 mm do 0,14 mm 0,74 pm

Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0mm do 50,8 mm

-0,01 mm 1,0 pm

-0,001 mm 0,74 pm

-0,0005 mm 0,74 pm

Glebokosciomierze suwmiarkowe

- rozdzielczos¢ 0,01 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,02 i 0,05 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm

0 mm do 500 mm
Q[0,014; 0,054:L] mm
Q[0,017; 0,054-L] mm
Q[0,027; 0,094-L] mm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Grubosciomierze czujnikowe

0mm do 50 mm

- rozdzielczos¢ 0,001 mm 1pm

- rozdzielczo$é 0,005 mm 3 pum

- rozdzielczos¢ 0,01 mm 0,01 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,001, 0,005 i 1 pm
0,01 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm 6 um

Macki czujnikowe 0mm do 50 mm

- rozdzielczo$é 0,001 mm 2 pm

- rozdzielczos¢ 0,005 mm 3 um

- rozdzielczo$é 0,01 mm 0,01 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,001, 0,005 i 4 pm
0,01 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm 6 pm

Mikrometry wewnetrzne
- rozdzielczos¢ 0,001 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,01 mm

5mm do 100 mm Q[1,8; 11,2:-L] um

L — wielko$¢ mierzona (m)

Mikrometry zewnetrzne

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,01 mm
-rozdzielczos¢ 0,001 mm

- rozdzielczos¢ 0,0001 mm

0 mm do 600 mm
0 mm do 600 mm
0mm do 25 mm

Q[1,28; 14 L] pm
Q[0,78; 14:L] ym
0,6 pm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)

0,5mm do 100 mm Q[0,052; 0,0014-L] pm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)

0,5mm do 150 mm Q[0,074; 0,0018-L] pm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Pierscienie wzorcowe

2mm do 150 mm Q[0,8; 5-L] pm

L — wielko$¢ mierzona (m)

IW-11.1-BM

Metoda z zastosowaniem
OPTIMAR 100

Procedura wewnetrzna
IW-11.3-BM

Metoda z zastosowaniem
OPTIMAR 100

Procedura wewnetrzna
IW-11.1-BM

Metoda z zastosowaniem
OPTIMAR 100

Procedura wewnetrzna
IW-9.2-BM

Metoda z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-12.1-BM

Metoda z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-12.1-BM

Metoda z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-10.7-BM

Metoda poréwnawcza z
zastosowaniem plytek
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-10.1-BM

Metoda z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-3.1-BM

w oparciu o PN-EN ISO
3650:2000P

Metoda z zastosowaniem plytek
kl. K jako odniesienie

Procedura wewnetrzna
IW-3.1-BM
w oparciu o
PN-EN ISO 3650:2000P

Metoda z zastosowaniem plytek
kl. 0 jako odniesienie

Procedura wewnetrzna
IW-4.1-BM

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem
diugosciomierza i pierscieni
wzorcowych
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Zakres akredytacji Nr AP 195

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Przymiary sztywne 0 mm do 5000 mm Q[0,097; 0,012:L] mm S Procedura wewnetrzna

L — wielko$¢ mierzona (m)

Przymiary potsztywne

0 mm do 5000 mm

Q[0,097; 0,012-L] mm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Przymiary wstegowe

0 mm do 5000 mm

Q[0,097; 0,012-L] mm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Sprawdziany gwintowe pierscieniowe walcowe 2,5 mm do 150 mm 3,5um
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe 2mm do 100 mm 3,2 um
Sprawdziany ttoczkowe 1 mm do 150 mm Q[0,9; 8-L] um

L — wielko$¢ mierzona (m)

Sprawdziany ttoczkowe

1 mm do 25 mm

1,0 pm

Suwmiarki

-rozdzielczos¢ 0,01 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,02 i 0,05 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm

0 mm do 1000 mm

Q[0,014; 0,047-L] mm
Q[0,017; 0,047-L] mm
Q[0,027; 0,047-L] mm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Szczelinomierze listkowe

0,02 mm do 2,00 mm

1,6 pm

Srednicéwki czujnikowe dwupunktowe
rozprezne

- rozdzielczos¢ 0,001 mm

- rozdzielczos¢ 0,01 mm

0,95 mm do 18 mm

Srednicéwki czujnikowe dzwigniowe z
czujnikiem o wartosci dziatki elementarnej
-0,01 mm
-0,001 mm

18 mm do 600 mm

1,1 pm
0,81 ym

Srednicéwki mikrometryczne dwupunktowe
- rozdzielczo$¢ 0,001 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,01 mm

50 mm do 1500 mm

Q[1.8; 11,2-L] pm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Srednicéwki mikrometryczne tréjpunktowe
- rozdzielczosé¢ 0,001; 0,005 mm

6 mm do 150 mm

Q[1.8; 14,2-L] pm

L — wielko$¢ mierzona (m)

IW-32.1-BM

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem przymiaru
potsztywnego

Procedura wewnetrzna
IW-32.1-BM

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem przymiaru
sztywnego

Procedura wewnetrzna
IW-32.1-BM

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem przymiaru
sztywnego

Instrukcja wewnetrzna
IW-4.9-BM

Metoda z zastosowaniem
dtugosciomierza i pierscieni
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-4.8-BM

Metoda z zastosowaniem
dlugosciomierza i wateczkow
pomiarowych

Procedura wewnetrzna
IW-4.1-BM

Metoda z zastosowaniem
diugosciomierza

Procedura wewnetrzna
IW-4.1-BM

Metoda z zastosowaniem
mikrometru o rozdz. 0,1 ym

Procedura wewnetrzna
IW-9.1-BM

Metoda z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-31.1-BM

Metoda z zastosowaniem
mikrometru

Procedura wewnetrzna
IW-13.2-BM

Metoda z zastosowaniem plytek
wzorcowych lub mikrometru

Procedura wewnetrzna
IW-13.2-BM

Metoda z zastosowaniem
OPTIMAR 100

Procedura wewnetrzna
IW-10.7-BM

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem ptlytek
wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-10.8-BM

Metoda z zastosowaniem
pierscieni wzorcowych
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Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Wateczki pomiarowe

0,1 mm do 25 mm

1,0 pm

Wysokosciomierze suwmiarkowe
-rozdzielczosé 0,01 mm

- wartos¢ dziatki elementarnej 0,02 i 0,05 mm
- wartos¢ dziatki elementarnej 0,1 mm

0 mm do 1000 mm

Q[0,014; 0,047-L] mm
Q[0,017; 0,047-L] mm
Q[0,027; 0,047-L] mm

L — wielko$¢ mierzona (m)

Wzorce tukéw kotowych

0,1 mm do 25 mm

0,01 mm

Wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych

25 mm do 575 mm

Q[1,1; 5,23-L] ym

L — wielko$¢ mierzona (m)

S

Procedura wewnetrzna
IW-4.1-BM

Metoda z zastosowaniem
mikrometru o rozdz. 0,1 pm

Procedura wewnetrzna
IW-9.3-BM

Metoda z zastosowaniem
ptytek wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-34.1-BM

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
mikroskopu pomiarowego
ISD-V150A

Procedura wewnetrzna
IW-10.1-BM

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem
diugosciomierza

Kat

Katomierze uniwersalne i katomierze cyfrowe
- rozdzielczos¢ 1’
- wartos¢ dziatki elementarnej 5’

0° do 360°

Katowniki 90° dwuramienne

dtugos$¢ ramienia
do 315 mm

3 um

Procedura wewnetrzna
IW-7.2-BM

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem katowych
plytek wzorcowych

Procedura wewnetrzna
IW-7.1-BM
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem katownika
walcowego oraz ptytek
wzorcowych

Wersja strony: A

Niepewnos$¢é pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Niepewnos¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wartos¢ niepewnoéci pomiaru dla CMC wyrazona w postaci réwnania Q[a; b] oznacza pierwiastek sumy
kwadratéw wyrazow w nawiasach: Q[a; b] = (a2 + b?)12,

Wydanie nr 6, 23.05.2025 r. 4/5



PCA

Zakres akredytacji Nr AP 195

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 195

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—  /

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 23.05.2025 .
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